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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos jstatymo 19 straipsnio 9 dalimi,
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2018 m. balandzio 18 d. nutarimo Nr. 364 D¢l jgaliojimy
jgyvendinant Lietuvos Respublikos metrologijos jstatymg suteikimo* 1.1.6 papunkciu, Matavimo
priemoniy patikros metodiky rengimo ir tvirtinimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijy ministro 2015 m. geguzés 15 d. jsakymu Nr. 4-329 ,Dél Matavimo
priemoniy patikros metodiky rengimo ir tvirtinimo tvarkos apraso patvirtinimo* 24 punktu,
28.1 papunkciu ir 31 punktu bei atsizvelgdamas j Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijy
ministerijos 2024 m. sausio 18 d. derinimo rastg Nr. 3-208 ,,D¢l bendrosios patikros metodikos
BPM 111950581-157:2024 projekto*:

I.Tvirtinu pridedamg bendraja patikros metodika BPM 111950581-157:2024
,Liepsnos fotometrai‘.

2. Pripazijstu netekusia galios laikingja patikros metodikag LPM 314-83 , Liepsniniai
fotometrai”.

3.P avedu Teisinés metrologijos skyriui pateikti §io jsakymo nuorasg bendrosios
patikros metodikos rengéjui ir paskirtajai jstaigai, atlickanciai liepsnos fotometry patikra.

4. Nustatau, kad Sis jsakymas, i§skyrus 3 punktg, jsigalioja 2024 m. birzelio 1 d.
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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendroji patikros metodika BPM 111950581-157:2024 ,,Liepsnos fotometrai (toliau —
metodika) skirta liepsnos fotometrams (toliau — fotometrai), matuojantiems kalio (K), natrio (Na),
kalcio (Ca), licio (Li), bario (Ba) koncentracijg, tikrinti. Patikra gali biti atliekama visoms
fotometro techninéje dokumentacijoje nurodytoms matuojamoms analitétms arba atskiroms
analitéms, kuriy patikrg atlikti praso uZsakovas.

Sioje metodikoje numatomi metodai ir priemonés, naudojamos vykdant matavimo
priemonés pirmine, perioding ir neeiline patikrg (toliau kartu — patikra).

2. Matavimo priemonés patikra atlickama jos jrengimo vietoje. UZsakovas turi paskirti
Imones darbuotoja matavimo priemonei valdyti prasant patikrg atliekancios paskirtosios jstaigos
atstovams.

3. Papildomai patikrai turi bati pateikta:

3.1. matavimo priemonés gamintojo parengtas techninis apraSas ir/arba eksploatavimo
instrukcija (toliau — techniné dokumentacija);

3.2. pilnai sukomplektuotas liepsnos fotometras, jskaitant ir darbinius kalibravimo tirpalus.

4. Metodika parengta atsizvelgiant j $iuos dokumentus:

4.1. perimtgjj standarta LST ISO 9964-3:1998 ,Vandens kokybé. Natrio ir kalio
nustatymas. 3 dalis. Natrio ir kalio nustatymas liepsnos emisijos spektrometriniu metodu® (angly
k. “Water quality. Determination of sodium and potassium. Part 3: Determination of sodium and
potassium by flame emission spectrometry”).

4.2. techning dokumentacija.

Il SKYRIUS .
TIKRINAMI METROLOGINIAI PARAMETRAI IR JU VERTES

5. Patikros metu tikrinami matavimo priemonés metrologiniai parametrai ir jy vertés
nurodytos metodikos 1 lenteléje.
1 lentelé. Patikros metu tikrinami metrologiniai parametrai ir ju vertés

B, Parametro pavadinimas Parametro verté Did#ansia
Nr. P leidZiamoji paklaida
1. Koncentracijos matavimo ribos, ppm arba
mmol/l: . pagal technine -
K, Na, Ca*, Li Ba’ dokumentacijg
2. Koncentracijos matavimo paklaida, ppm,
mmol/l arba %: - pagal techning
K, Na, Ca*, Li*, Ba' dokumentacijg

* jel tikrinamajam liepsnos fotometrui numatyta tokios analités matavimo funkcija ir uZsakovui

prasant.
III SKYRIUS

PATIKROS VEIKSMAI

6. Patikros metu atliekami veiksmai nurodyti metodikos 2 lenteléje.
2 lentelé. Patikros metu atliekami veiksmai

Eil. Veiksmo pavadinimas Metodikos punkto | Pirming, periodiné, neeiliné
Nr. numeris patikra
1. |Regimoji kontrolé 18 Taip
2. |ISbandymas 19 Taip
3. Kongeptracijos matavimo  paklaidos 20 Talp
pvertimimas




IV SKYRIUS
PATIKROS PRIEMONES

7. Patikros metu naudojamos etaloninés priemonés nurodytos metodikos 3 lenteléje.
3 lentel¢. Etaloninés priemonés

Etaloninés priemonés
Etaloninés priemonés charakteristikos Pastab
pavadinimas Matuojamos analités | NeapibréZtis astabos
koncentracija

Sertifikuota pamatiné Konce.n traciJ:a turi aFit.ikﬁ
medZiaga (toliau — SPM), o Ue, Iatiojamoslos analifes
atitinkanti analites: K. Na ppm, mmol/l ppm, mmol/l kontfohmus taskps,
Ca* Li* Ba* S arba % arba % apraSytus metodikos 20

T punkte

* jel tikrinamajam liepsnos fotometrui numatyta tokios analités matavimo funkcija ir uZsakovui
praSant.

8. Patikros metu kiekvienai tikrinamajai analitei iSmatuoti naudojama SPM, t.y.
matuojamosios analités tirpalas, kurio grynumas ir sudétis yra Zinomi i§ SPM sertifikato.
Sertifikate turi buti pateikta analités koncentracijos verté c¢; ir koncentracijos nustatymo
neapibréztis U,; arba nurodyta sietis su nacionaliniais arba kity valstybiy etalonais.

9. Jei SPM koncentracija neatitinka tikrinamosios analités kontroliniy tasky, kuriuose yra
ivertinama koncentracijos matavimo paklaida, tuomet vietoje SPM gali biti gaminami etaloniniai
tirpalai.

10. RuoSiant etaloninius tirpalus, SPM koncentracija turi biti pakankama (neZemesné uz
gaminamo etaloninio tirpalo reikiama koncentracija), kad skiedimo badu biity galima pagaminti
reikiamos koncentracijos etaloninius tirpalus. Pagaminty etaloniniy tirpaly koncentracija turi
atitikti tikrinamosios analités kontrolinius taskus, apraSytus metodikos 20 punkte.

11. Patikros metu naudojamos pagalbinés matavimo priemonés nurodytos metodikos

4 lenteléje.
4 lentelé. Pagalbinés matavimo priemonés

Matavimo priemones Matavimo priemonés charakteristikos Pastabos
Eil. b Matavimo ribos Paklaida
N pavadinimas
1. | Termometras nuo +15°C iki 430 °C +0,5 °C Naudojama aplinkos
2. | Psichrometras nuo 30 % iki 80 % +3 % salygoms uZtikrinti

12. Pagalbinés matavimo priemonés turi baiti kalibruotos arba joms turi bti atlikta patikra.
13. Gali buti naudojamos jvairiy tipy pagalbinés matavimo priemonés, jei jy
charakteristikos tenkina metodikos 4 lenteléje nurodytus reikalavimus.

. VSKYRIUS
LEIDZIAMOS APLINKOS SALYGOS

14. Patikra atlickama, esant Sioms aplinkos sglygoms:
14.1. aplinkos temperatiira nuo 15 °C iki 25 °C;
14.2. santykiné dréegmé <80 %.



VI SKYRIUS
DARBU SAUGOS REIKALAVIMAI

15. Atliekant patikra, turi biiti laikomasi saugos reikalavimy, nurodyty $iy teisés akty
aktualiose redakcijose:

15.1. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

15.2. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, patvirtintos energetikos ministro
2010 m. kovo 30 d. jsakymu Nr.1-100 ,,Dél Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy
patvirtinimo®.

15.3. Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir
darbo ministro 1999 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102 ,,Dél Darbo jrenginiy naudojimo bendrujy
nuostaty patvirtinimo".

16. Atliekant patikrg, turi biiti vykdomi saugos reikalavimai, nurodyti matavimo priemonés
ir naudojamy etaloniniy bei pagalbiniy matavimo priemoniy eksploatavimo instrukcijose, jeigu
tokios yra.

VII SKYRIUS
PASIRUOSIMAS PATIKRAI

17. Pries patikra biitina:

17.1. susipazinti su tikrinamojo liepsnos fotometro technine dokumentacija;

17.2. susipaZinti su $ia metodika;

17.3. jsitikinti, kad SPM charakteristikos atitinka jy sertifikaty duomenis;

17.4. jei gaminami etaloniniai tirpalai, jsitikinti, kad jy koncentracijos atitinka kontrolinius
taSkus, numatytus 20 punkte;

17.5. jsitikinti, kad aplinkos salygos atitinka leidZiamas iSorinio poveikio salygas,
nurodytas metodikos 14 punkte.

VIII SKYRIUS
PATIKROS ATLIKIMO TVARKA

18. Regimoji kontrolé.

18.1. Tikrinamasis liepsnos fotometras turi buti be i3oriniy mechaniniy paZeidimuy, kurie
galéty paveikti fotometro veikimo saugg ir metrologines charakteristikas.

18.2. Visi jungiamieji ar maitinimo tiekimo laidai turi biiti be mechaniniy paZeidimy.

18.3. Visi uZraSai, kuriais yra paZenklintas liepsnos fotometras, turi atitikti Zenklinimo
reikalavimus, nurodytus fotometro techniniuose dokumentuose.

18.4. Jei kuri nors i§ 18.1 — 18.3 papunk¢iuose nurodyty salygy neatitinka, matavimo
priemoné pripaZjstama neatitinkan¢ia metodikos reikalavimy ir netinkama naudoti.

19. ISbandymas.

19.1. Liepsnos fotometras jjungiamas ir palaukiama ne trumpiau kaip 1 val. arba iki jo
charakteristiky stabilizavimosi, kaip nurodyta techninéje dokumentacijoje.

19.2. Pagal techning dokumentacija liepsnos fotometras paruo$iamas darbui atskiros
analités koncentracijos matavimo reZime.

19.3. Koncentracijos matavimo i$bandymas atliekamas visoms tikrinamosioms analitéms
naudojant liepsnos fotometro naudotojo darbinius kalibravimo tirpalus. Stebint darbiniy
kalibravimo tirpaly koncentracijos matavima, jsitikinama, kad matavimo prietaisas veikia teisingai
(rodmuo apytikriai atitinka paruosto darbinio kalibravimo tirpalo koncentracija).

20. Koncentracijos matavimo paklaidos jvertinimas.
20.1. Matavimo paklaida jvertinama matuojant SPM arba etaloniniy tirpaly koncentracija.
Koncentracija matuojama kiekvienai tikrinamajai analitei trijuose kontroliniuose taskuose,



apytikriai atitinkanciuose tikrinamojo liepsnos fotometro matavimo riby pradinj, vidurinj ir galinj
taSkus. Kiekviename taske matavimai pakartojami 3 kartus.

20.2. Kiekvienam matavimui apskaiiuojama absoliutiné (AX) arba santyking (0)
paklaidos pagal formules:

AX=X,-X,,

0=2% 100,
X

e
gia X, -i-tojo matavimo rodmuo;

X, - SPM arba etaloninio tirpalo koncentracijos reik§me.

20.3. Tikrinamojo liepsnos fotometro koncentracijos matavimo paklaidos bei matavimo
ribos atitinka nustatytus reikalavimus, jei visuose kontroliniuose taSkuose matavimo rezultaty
paklaida (4X arba 0) nevirsija didZiausios leidZiamosios koncentracijos matavimo paklaidos, kaip
yra nurodyta 1 lenteléje. Jei leidZiamosios vertés virSijamos, liepsnos fotometras pripaZjstamas
neatitinkan¢iu metodikos reikalavimy.

IX SKYRIUS
PATIKROS REZULTATU JFORMINIMAS

21. Atlikus patikrg jforminami $ie dokumentai:

21.1. patikros protokolas, kuriame turi bati pateikta §i informacija:

21.1.1. patikros atlikimo data ir protokolo jforminimo data;

21.1.2. laboratorijos, atlikusios patikra pavadinimas ir adresas;

21.1.3. liepsnos fotometro naudojimo vieta;

21.1.4. uZsakovo pavadinimas, adresas arba jmonés kodas;

21.1.5. liepsnos fotometro gamintojas;

21.1.6. liepsnos fotometro tipas (serijos Nr.);

21.1.7. liepsnos fotometro komplektacija;

21.1.8. aplinkos salygy duomenys (aplinkos temperatiira);

21.1.9. informacija apie naudotas SPM, jy gamintojas;

21.1.10. atlikty patikros veiksmy duomenys ir rezultatai;

21.1.11. i8vada apie liepsnos fotometro atitiktj $ios metodikos reikalavimams;

21.1.12. asmens, atlikusio patikrg, vardas, pavardé ir paraSas (paraSas nebitinas, kai
skaitmeniniu formatu uzfiksuota informacija leidZia identifikuoti patikra atlikusj asmenj).

21.2. patikros sertifikatas (esant teigiamiems patikros rezultatams);

metodikoje nurodyty reikalavimy (paskutinés patikros Zymuo panaikinamas).

22. Atlikus patikrg ir esant teigiamiems jos rezultatams, liepsnos fotometro korpusas
pazymimas patikros Zymeniu (lipduku).
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